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+ / - Doziranje kemikalij

+ Decentralni kemicni sistem

* prilagodljivost v izbiri kemikalij,

* v primeru okvare enega satelita deugi delujejo
nemoteno.

- Decentralni kemicni sistem

¢ v primeru okvare vodovodnega sistema celotni sistem
ne deluje,

+  prilagodljivost v izbiri kemikalij => ve¢ja moznost, da
Eride do stika ene kemikalije z drugo ob menjavi

ontejnerjey,

*  ViSji stroski vzdrzevanja,

*  niZja natan¢nosti odmerjanja £ 1,0% => viSja poraba
kemikalij,

*  npr. 4% koncentracija pene pri 12 |/min v primerjavi s
7 |/min => 40% vis)ja poraba kemikalij,

* 25 litrski kontejnerji za shranjevanje kemikalij => visji
stroski/liter,

* rocno ravnanje s kontejnerji =>moznost poskodb,

- topla voda za kemikalije poveCuje moznost
kondenzacije (Fovecana oraba/slabse delovno okolje
— vpliv na dihalne poti, slabsa ucinkovitost kemikalijg
ovecuje stroske energije in tveganje za nastanek
orozije,
+  viSji tlak nanosa => veé{e tveganje, da tople
kemikalije prodrejo v delovne stroje in mehanizacijo,
*  prisotnost kemicnih koncentratov je prepovedana v
proizvodnih obmocjih med samo proizvodnjo.

/

+ Variabilna kemic¢na centrala, VCC

visoka natancnost odmerjanja, + 0,1% =>
zmanjsana poraba kemikalij,

npr. 4% kemicna koncentracija pri 7 |/min v
primerjavi z 12 |/min => -40% poraba kemikalij,
200 - 1000 litrski kontejnerji za shranjevanje =>
nizji stroski/liter,

brez izgube Casa ob menjavanju manjsih
kontejnerjey,

uporaba hladne vode => optimalna poraba energije
= NiZji stroski, izboljSana ucinkovitost kemicnega,
ciscenja, zmanjsano tveganje za nastanek korozije in
izboljsano delovno okolje,

nizek tlak nanosa => zmanjsano tveganje, da
kemikalije prodrejo v delovne stroje in meiwanizacijo.,

varno ravnanje s kemi¢nimi koncentrati,
kemicni koncentrati so loeni od proizvodnie,
konstantna kemicna koncentracija,

v primeru okvare enega od sistemov (vodovodnega
ali kemicnega) ostali delujejo nemoteno.

Enostavna in ucinkovita vzdrzevalna dela na enem mestu.
Pri pribl. 15 satelitih so stroski investicije na postajo nizji.

- Variabilna kemicna centrala, VCC
moznost socasne uporabe do treh kemikalij.



+ / - Tlacni cCistilni sistemi

+ Nizkotlacni sistem, LWP 20 bar / 40 bar + Srednjetlacni sistem, MPP 60-80 bar
Priporocljiv za uporabo v industriji pijac, vecino (Priporocljiv za uporabo v mesno predelovalni

uporab v ribji industriji in proizvodnji pripravljenih jedi) industriji, ve€ino uporab v ribji industriji, predelavi hrane
za zivali in pri unicevanju odpadkov)

*  konkurencne cene, PP bI 55 - 359
. T . v primerjavi z gibljivo cevjo => o NiZji
zanesljivost. stroskl}) orab% vodeg elektrike ?n odpadne vode, )
*  MPP v primerjavi z LWP => 13 - 25% nizji
- Nizkotla&ni sistem, LWP 20 bar / 40 bar StI‘OSkI}) oraba vode, elektrike in odpadne vode,
* nastyavljiv pretok vode => optimalni stroski za
zeI]eno Cistilno mog,

visoki stroski/poraba vode,
*  nizji stroski vzdrZzevanja v primerjavi z ostalimi

*  visoki stroski/poraba odpadne vode, srednJetIacnlml sistemi,

*  omejene moznosti spreminjanja tlaka/pretoka, *  niZi strodki za cevi (manje dimenzije),

. \éISOKI stroski za cevi iz nerjavecega jekla (veCje manj potrebnih kemikalij za optimalno odstranitev
imenzije), sloja mikroorganizmov,

. Eovecan tlak nanosa => povecano tveganje, da +  manj vode
emikalije prodrejo v delovne stroje in me amzacuo.

* => manj kondenzata,

* => manj povrsin, primernih za
razmnozevanje bakterlj

- Srednjetlacni sistem, MPP 60-80 bar

. Eovecan tlak nanosa => povecano tveganje, da
m|kaI|Je prodrejo v delovne stroje in mehanizacijo.

+ ve(ja investicija.
- Ni razlike med kolicino aerosolov pri uporabi nizkotlacnega ali srednjetlacnega
sistema.



Centralni sistem

Vodne crpalke:

 Tlacna c¢rpalka za nizek tlak, LWP 2090-20600

* Tlacna Crpalka za nizek tlak , LWP 4070-40420

* Tlacna Crpalka za srednji tlak, MWP 7036-70290
* Tlacna Crpalka za srednii tlak, MPP-F 8090-270
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Centralni sistem

Dozirna enota, kemikalije in dezinfekcijsko sredstvo:

 Variabilna kemi¢na centrala, VCC S/D/T
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Central CombiSystem

Kombinirana enota — kombinacija vode in dozirne enote:

Cistilna enota za hotele, restavracije in catering, HRC 2090/20150
S/D
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Centralni sistem

Cistilni sateliti za vodo, kemikalije in dezinfekcijsko sredstvo:
Vedno povezani z variabilno kemicno centralo, (VCC)

* Variabilni Cistilni satelit, VMS
* Variabilni Cistilni satelit, VMS-T
* Variabilni Cistilni satelit, VMS-Combi
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Decentralni sistem
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Decentralni sistem

Cistilni satelit za vodo in doziranje kemikalij:
Ta enota je prikljucena na centralno vodno enoto:

* Variabilni Cistilni satelit, VMS-DC
Variabilni Cistilni satelit, VMS-DC T
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Dodatki

Cevi
* Navijalci

* Pistole

* Hitre spojke

* Flush pipes

»  Soba za predci¢enje
- Sobe

. Ciscenje tal
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Avtomatsko C

scenje

Pomembno v prihodnosti:
konstantno dobri Cistilni rezultati,
zmanjSanje porabe vode,
zmanjSanje porabe kemikalij,
zmanjsanje Cistilnih ur.

.. zaradi tega smo razvili:
LAC, Avtomatski Cistilni sistem
LTS, LoggTrace System
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Mobilne resitve

* Mobilna nizkotlacna Crpalka, LWP M 4025 / 2030
* Mobilna enota za nanos pene 75 liter, MFU 75
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OEM Proizvodi

* GPC 140 “The Mould” , Garos

- Cid¢enje spiralnih zamrzovalnikov, FMC Food Tech
* Flow freeze cleaning, IQF
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